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Les accélérometres : Les bases

Ils reposent sur la deuxieme loi de Newton :
Z F=md

F : Force appliquée [N]
m : Masse de I'objet [kg]

a : Accélération [m-s™] NEWTON ET LA POMME




Modele du systeme masse-ressort amorti
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) +c-2(t) +k-z(t) = F(t)

: Masse [kg]
: Coefficient d’amortissement [N-s-m™]
: Raideur du ressort [N-m™]

: Déplacement de la masse [m]
: Force appliquée [N]




Cas particuliers

e 19o=29,81ms? (posé sur une table)




Cas particuliers

e 0 g (chute libre)




MEMS (Micro-ElectroMechanical System)

e accélérometre capacitifs
accélérometres piézoélectriques
e accélérometres piézorésistifs




Avantages de MEMS

e Faible encombrement
e [aible colit de production

e Faible consommation d'énergie




MEMS (Micro-ElectroMechanical System)

e accélérometre capacitifs

MEMS Accelerometer

C =

d

¢ : Capacité électrique [F]

d : Distance entre les plaques [m]
A : Surface des plaques [m?]

e : Permittivité diélectrique [F-m™]
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MEMS (Micro-ElectroMechanical System)

e accélérometres piézoélectriques

Cover

ICP= microelectronics

Seismic mass

Piezoelectric crystal

Basew/ threaded mounting
stud hole on bottom

Figure 1: Typical ICP® Accelerometer
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MEMS (Micro-ElectroMechanical System)

e accélérometres piézorésistifs




Calcul de vitesse ou de position ?

Il y a une accumulation des erreurs (dérive), lors de I'intégration de I'accélération.

Cette erreur peut s’amplifier avec le temps.

v(t) = /a(t)dt e

2 (t) = /v(t)dt LG,
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Pour aller plus loin

IMU (Inertial Measurement Unit) :

e 3 Gyroscopes, et

e 3 Accélérometres

Accelerometers

Pitch motor

Azimuth motor

Mounting frame
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Merci pour votre attention !
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